Tapintasérzekelés az orvosi

robotikaban
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Torténelmi attekintés
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Elényok

Kisebb miitéti megterhelés
Gyorsabb felépiilés
Rovidebb gydgyulasi ido
Kisebb fajdalom

Kisebb vérveszteség

Hatranyok

Hosszabb tanulasi gorbe
Fel kellett aldozni a 3D latast
Le kellett a miiszerek 6szton6s mozgatasarol
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Orvosi robotrendszerek agazatanak
da Vinci rendszerek vilagszerte varhato alakulasa, USA
(millié $)

Tobbi kontinens: 210
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* Laparoszkopba integralt 3D erémérd szenzorok |
* Meérés és valdsidejl visszajelzés
* acsipesz fejében a szoritod erérél

e acsipesz hegyén a tapintasrol
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3D er6méré szenzor Miikodés:
Elvarasok: e Szilicium membran

Csokkentett méret (Ix1mm?2-ig) a
beliltetéshez .
Erzékenység: 1-20N a szorité er6hoz,
10-1000mN a tapintasérzékeléshez
Robosztus kialakitas (vs. érzékenység)
Biokompatibilitas, sterilizalhatdsag

4 piezoellenallas

4 feszultségosztd vagy Wheatstone-
hid

3 er6komponens, 3 egyenlet:
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Technologlal kuIcsIepesek
Implantalt ellenallasok
SOl szeletek az egységes membranvastagsagért

DRIE:

 Meredek, fuggbleges oldalfalak,

* A felliletbdl kiemelkedd er6kozvetitd elem — monolit struktura
Anddos kotés tveg hordozéhoz:

* Mechanikai stabilitas, merevség

e Kontaktuskivezetések

Referencig =11/ L

Cross section d 0\ ellenélléso\

Si membrane structure

piezoresistors
:

Fémezesaz Fémezés a
uveg hordozon  sziliciumon
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boron glass
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A megcélzott konstrukcio
* Flexibilis PCB-re szerelt
* AD konverterek
* Szoritderd szenzor
* Tapintasérzékeld
e Kalman-sziré
e CANBUS kommunikacio
* 6 vezetékes csatlakozas a robotkarhoz

Az elsb teszteszkoz
(FRK)
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A membranvastagsag hatdsa az érzékenységre
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A rugalmas bevonat hatasa az érzékenységre
Bevonat nélkiili szenzor Bevonatos szenzor
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Alternativ felhasznalas lehetésége

Endoszkdp vezérlés

Gumiabroncs deformacio mérése
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A sebészcsipesz részei - flexibilis PCB

~
csipesz
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sebészcsipesz részei - flexibilis PCB
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12C interface Power and reference signals
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Az elkésziilt sebészcsipesz
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A sebészrobot rendszer
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